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WYDZIAL ELEKTRYCZNY
Nazwa w jezyku polskim:
Nazwa w jezyku angielskim:

Specjalnos¢ (jezeli dotyczy):
Stopien studiéw i forma:

Kierunek studiéw (jesli dotyczy):

KARTA PRZEDMIOTU

Technologie plazmowe w przemysle
Plasma technologies in industry
Elektrotechnika

Elektrotechnika Przemystowa

Il stopien, stacjonarna

studenta (CNPS):

Rodzaj przedmiotu: wybieralny
Kod przedmiotu: ELR041213
Grupa kurséw: NIE
Wyktad Cwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Liczba godzin zaje¢
zorganizowanych w Uczelni 30
(zzU):
Liczba godzin zaje¢
catkowitego naktadu pracy 60

Forma zaliczenia:

zaliczenie na ocene

Dla grupy kurséw zaznaczy¢
kurs koncowy (X):

Liczba punktéw ECTS:

w tym liczba punktéw
odpowiadajgca zajeciom o
charakterze praktycznym (P):

w tym liczba punktéw ECTS
odpowiadajgca zajeciom
wymagajgcym
bezposredniego kontaktu
(BK):

1.40

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI | INNYCH KOMPETENC)I

1. Posiada podstawowa wiedze z fizyki.
2. Ma podstawowg wiedze w zakresie inzynierii materiatowe;.

CELE PRZEDMIOTU

C4. Wyrobienie umiejetnosci

C1. Poznanie fizycznych podstaw wytwarzania i pomiaru parametréw plazmy

C2. Poznanie wptywu technologicznych parametréw plazmy na wtasciwosci fizyko-chemiczne otrzymywanych materiatéw,
istotnych z punktu widzenia ich zastosowan w obszarze elektrotechniki.

C3. Poznanie wspoétczesnych kierunkéw rozwoju w obszarze technologii materiatéw elektrotechnicznych.

stosowania technik plazmowych w przemysle.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

Z zakresu umiejetnosci:
Z zakresu kompetencji spoteczn

zespole.

ych:

PEK W01 Zna podstawowe prawa i definicje stosowane w technologiach plazmowych. Ma wiedze z zakresu technologii
wytwarzania plazmy.

PEK_ W02 Ma wiedze dotyczaca znaczenia i mozliwosci modyfikacji powierzchni materiatéw metodami plazmowymi.

PEK W03 Ma wiedze w zakresie wykorzystywania wyrzutni plazmowych w technologiach cienkowarstwowych.

PEK K01 Ma swiadomos¢ odpowiedzialnos$ci za prace wtasng oraz gotowos¢ podporzadkowania sie zasadom pracy w




TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wyktad liczba godzin:
Wyl Zapo;nanie z przedlmio_tem, wymaganiami i sposobem zaliczenia. Podstawowe prawa definicje i 2
pojecia dotyczace fizyki plazmy

Wy?2 Podstawowe prawa definicje i pojecia dotyczace fizyki plazmy 2
Wy3 Zastosowania technik plazmowych w przemysle. 2
Wy4 Technologiczne metody wytwarzania plazmy. 2
Wy5 Zastosowanie plazmy w inzynierii powierzchni. 2
Wy6 Zastosowanie plazmy w inzynierii powierzchni. 2
Wy7 Zastosowanie plazmy w inzynierii powierzchni. 2
Wy8 Plazmowe technologie otrzymywania diamentéw, fulerenéw i grafendw. 2
Wy9 Plazmowe technologie otrzymywania diamentéw, fulerendw i grafendw. 2
Wy10 Wykorzystanie plazmy w piecach tukowych pradu statego i zmiennego 2
Wyll Wykorzystanie plazmy w piecach tukowych pradu statego i zmiennego 2
Wy12 Plazmowe urzadzenia magnetronowe 2
Wy13 Plazmowe urzadzenia magnetronowe 2
Wyl4 Plazmowe urzadzenia magnetronowe 2
Wy15 Niekonwencjonalne zastosowania plazmy. Kolokwium 2

suma godzin: 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad problemowy.
N2. Wyktad z uzyciem technik audiowizualnych, prezentacje multimedialne.
N3. Praca wtasna studenta

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny
F - formujaca w trakcie semestru | Numer efektu ksztatcenia Sposéb oceny osiagniecia efektu ksztatcenia
P - podsumowujaca na koniec
semestru
PEK_ W01
Flw) Egi—wgg Fl=kolokwium na ostatnim wyktadzie
PEK_KO01
Pw) P=F1
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
ELR041213 - Technologie plazmowe w przemysle
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Elektrotechnika
| SPECJALNOSCI Elektrotechnika Przemystowa

Przedmiotowy Odniesienie przedmiotowego efektu do efektow Treéci Numer narzedzia
. ksztatcenia zdefiniowanych dla kierunku studiéw i | Cele przedmiotu
efekt ksztatcenia . PP programowe dydaktycznego
specjalnosci (o ile dotyczy)
N.1
PEK_WO1 S2ETP W12 c1 Wyl N.2
- - Wy?2
N.3
Wy3
Wy4
c2 Wy5 N.1
PEK_WO02 S2ETP_W12 C.3 Wy6 N.2
: Wy7 N.3
Wy8
Wy9
Wy10
2 wyg N.1
PEK W03 S2ETP_W12 C.3 y N.2
- - ca Wy13 N.3
Wy14
Wy15
Wyl
Wy?2
Wy3
Wy4
Wy5
C1 Wy6 N1
PEK K01 K2ETK K04 €2 Wy7 N.2
- - C3 Wy8 N3
oy} Wy9 '
Wy10
Wy12
Wy13
Wy14
Wy15




